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大気圧プラズマの産業応用は重要である「1」が、その電源は高価なため、電源を安価に製作し

ている。電圧は数ＫＶ、電流は数Ａとした。方法は主として、①トランスの低圧側をスイッチン

グする方法（Fig.1）「2」と、②高圧側をスイッチングする方法（Fig.2）「3」である。①は安価な

IGBT（約数千円）を用いて可能であるが、トランスのため約 1ＫＨｚが限度であろう。②は高価

なスイッチング素子（Behlke 社等：約 35 万円、納期５ヶ月以上）を用いるが、効率の高い非加熱

制御には高い周波数（約 1ＭＨｚ）が必要である。そこで本研究ではまず①を製作し、次に②と

比較し、この電源を産業応用として CO2 の削減とメタンの合成「4」に応用する。 

 

 
 

 
Fig.1 Pulse Electric Source with IGBT  

in primary side   
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IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor 
PG:Pulse Generator, T:高圧 Transformer 

Ｃ：8μF, 6600V 
R：2.5GΩ，R0：20ＫΩ 

Fig.2 Pulse Electric Source with IGBT in secondary side 
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